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WYDZIAL PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI
KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu w jezyku polskim: Nanodiagnostyka

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim: Nanodiagnostics

Kierunek studiow (jesli dotyczy): Fizyka Techniczna

Specjalnos¢ (jesli dotyczy): Nanoinzynieria

Poziom i forma studiow: II stopien, stacjonarna

Rodzaj przedmiotu: obowiazkowy
Kod przedmiotu ...
Grupa kursow TAK
Wyktad Cwiczenia | Laboratorium | Projekt Seminarium
Liczba godzin zajeé 30 - 30 - -
zorganizowanych w Uczelni
(ZZU)
Liczba godzin catkowitego 60 - 60 - -
naktadu pracy studenta
(CNPS)
Forma zaliczenia Zaliczenie - Zaliczenie na - -
na ocen¢* oceng*
Dla grupy kurséw zaznaczy¢ X - - - -
kurs koncowy (X)
Liczba punktow ECTS 4 - - -
w tym liczba punktéw - 3 - -
odpowiadajaca zajgciom
o charakterze praktycznym (P)
w tym liczba punktow ECTS 1.0 - 1.0 - -
odpowiadajaca zajgciom
wymagajacym bezposredniego
udzialu nauczycieli lub innych
0sOb prowadzacych zajecia
(BU)

*niepotrzebne skresli¢

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I KOMPETENCJI
SPOLECZNYCH
1. Znajomos¢ fizyki ogolnej
2. Podstawowa wiedza z zakresu fizyki kwantowe;j
3. Wiadomosci z zakresu elektrotechniki teoretycznej

CELE PRZEDMIOTU

C1 Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami badan 1 charakteryzacji

mikro- 1 nanostruktur metodami mikroskopii optycznej i elektronowej

C2 Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami badan i charakteryzacji

mikro- 1 nanostruktur metodami mikroskopii bliskich oddziatywan

C3 Zapoznanie z podstawowymi technikami pomiaru i detekcji matych napigé, pradow
za pomocg podstawowych i zaawansowanych uktadow elektronicznych




C4 Zapoznanie z podstawowymi konstrukcjami 1 wiasciwosciami uktadow
mikro- i nanolektromechanicznych (MEMS i NEMS)

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIE
Z. zaKkresu wiedzy:
PEU_W01
Ma uporzadkowang i podbudowang teoretycznie wiedz¢ w zakresie podstawowych metod
badania wlasciwosci mikro- i1 nanostruktur materialowych i1 przyrzadowych metodami
mikroskopii optycznej, elektronowej, bliskich oddziatywan, dyfraktometrii rentgenowskiej

Z zakresu umiejetnosci:

PEU_UO01

Student potrafi oceni¢ przydatnos¢ poznanych metod 1 technik pomiarowych do konkretnego
zadania o charakterze praktycznym oraz wybra¢ odpowiednie narzedzie, metodg i technike
pomiarow3 (eksperymentalng)

Z. zakresu kompetencji spolecznych:

PEU_KO01

Student rozumie potrzebe ciggltego doksztatcania, w tym samodoksztalcania; umie i
rozumie potrzebe uczenia si¢ samodzielnie 1 w grupie

PEU_KO02
Student potrafi pracowa¢ samodzielnie i w grupie

TRESCI PROGRAMOWE
Forma zajeé¢ - wyklad Liczba godzin
Wyl Badania 1 charakteryzacji mikro- 1 nanostruktur ’
metodami mikroskopii optycznej oraz interferometrii
Badania 1 charakteryzacji mikro- 1 nanostruktur metodami
Wy2 . . AR . . 2
skaningowe;j i transmisyjnej mikroskopii elektronowe;
Podstawowe zastosowania i konstrukcje uktadow pomiarowych do
Wy3 d M , g e 2
etekcji matych sygnalow pradowych i napigciowych
Wy4 | Ogolna charakterystyka 1 zastosowania mikroskopii tunelowej 2
Wy5 Charakterystyka sond mikromechanicznych dla mikroskopii sit )
atomowych
Wy6 Ogolna charakterystyka i podstawowe zastosowania mikroskopii sit 3
atomowych
Wy7 | Czastkowe kolokwium zaliczeniowe 1
Wy8 | Charakterystyka i zastosowania skaningowej mikroskopii termicznej 2
Wy9 | Charakterystyka i zastosowania mikroskopii sit elektrostatycznych 2
Wyl0 | Charakterystyka i zastosowania mikroskopii bliskiego pola ’




optycznego

Wyll

Badanie struktur studni kwantowych metodami wysokorozdzielcze;j

dyfraktometrii rentgenowskiej 2
Wyl2 | Badanie struktur proszkowych metodami dyfraktometrii )
rentgenowskiej
Wyl3 | Badania i wlasciwosci podstawowych uktadow mikro i )
nanoelektromechanicznych (MEMS 1 NEMS)
Wyl4 | Badania wlasciwosci elektrycznych mikro- i nanostruktur 3
metodami spektroskopii impedancyjnej
Wyl5 | Czastkowe kolokwium zaliczeniowe 1
Suma godzin
Forma zajec - laboratorium Liczba godzin
Zajecia wprowadzajace — sprawy organizacyjne, zasady
Lal realizacji zadan projektowych, zasady BHP, obstuga 3
przyrzadow, metody pomiarowe,
La2 Projektowanie, montaz, testy podstawowych rozwigzan elektroniki 3
uktadowej stosowanych w nanodiagnostyce
La3 Badanie wtasciwosci rezonatorow kwarcowych technikami 3
elektrycznymi i optycznymi
La4 Badania wtasciwo$ci mikrodzwigni mechanicznych jako uktadow 3
MEMS
Las Badania powierzchni metodami mikroskopii tunelowej 3
La6 Badania powierzchni metodami mikroskopii sit atomowych 3
La7 Badania struktur studni kwantowych metodami
dyfraktometrii rentgenowskiej 3
La8 Badanie struktur proszkowych metodami 3
dyfraktometrii rentgenowskiej
La% Modelowanie i obliczenia map odbi¢ 3
Lal0 | Termin poprawkowy 3

Suma godzin

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wyklad tradycyjny z dyskusja

N2. Wyktad multimedialny z

dyskusja N3. Konsultacje

N4. Praca wlasna — przygotowanie zadanych zagadnien do
wyktadu N5. Praca wlasna — przygotowanie do kolokwium
N6. Praca wlasna — samodzielne studia w przedmiotowym temacie na potrzeby realizacji
¢wiczen laboratoryjnych

N7. Laboratorium: pisemne sprawozdanie z kazdego ¢wiczenia

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW UCZENIA SIE

Oceny (F — formujaca Numer efektu Sposdb oceny osiggniccia efektu uczenia si¢

(w trakcie semestru), P | uczenia sig
— podsumowujaca (na
koniec semestru)




F1 (wyktad) PEU W01 kolokwium zaliczeniowe K1 Wy

F2 (wyktad) PEU W01 kolokwium zaliczeniowe K2 Wy

F3...F10 PEU UO01 pisemne sprawozdanie z kazdego z ¢wiczen
(laboratorium) laboratoryjnych

P1 (wyklad) = (F1+F2)/2

P2 (laboratorium) = (F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9+F10)/8

P=P1*0.5 + P2*0.5

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPELNIAJACA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] T. Gotszalk, Systemy mikroskopii bliskich oddziatywan w badaniach mikro- i
nanostruktur, Wyd. Politechniki Wroctawskiej, 2004.

[2] P. Horowitz, Sztuka Elektroniki, Wydawnictwa Komunikacji i £.gcznosci, 2009.

[3] J.Sokotowski, B.Pluta, M.Nosita ,,Elektronowy mikroskop skaningowy”, Skrypt
uczelniany, Nr 834, Politechnika Slqska, Gliwice 1979.

[4] A. Sikora, Rozwdj i zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii sit

atomowych w diagnostyce materialow elektrotechnicznych. Wybrane zagadnienia,
Prace Instytutu Elektrotechniki, 2012; 59 (257)

LITERATURA UZUPEXNIAJACA:

[1] ,,Mikroskopia elektronowa”, pod red. A. Barbackiego, Wyd. Politechn.
Poznanskiej, Poznan, 2005.

[2] S. Senturia, Microsystem Design, ISBN 978-0-7923-7246-2

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIE, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Teodor Gotszalk, (teodor.gotszalk@pwr.edu.pl)




